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A device for electroplating plate-like objects, in particular printed circuit boards, has conveyor and/or 
contacting (4, 5) means on both sides of the displacement path of the objects (3). At least one of them (5) 
is adjustable transversely to the direction of transport of the objects (3), allowing various formats to be 
processed. Anode baskets (6, 8) that are at least partially filled by the bulk material to be applied on the 
objects (3), between the conveyor and/or contacting means (4, 5). The anode baskets (6, 8) are 
composed of two halves (6a, 6b, 8a, 8b) that may be telescopically nested into each other. Each half (6a, 
6b, 8a, 8b) is preferably composed of a plurality of segments (40 to 43, 46 to 49) that are alternatively 
closed in the direction of the other half and filled with the bulk material or open in the direction of the other 
half and empty. In each of both halves (6a, 6b, 8a, 8b), a closed segment filled with bulk material (7) faces 
an open, empty segment. 
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Eine Vorrichtung zum Galvanisieren plattenformiger Ge- 
genstande, insbesondere von Leiterplatten, umfaSt beidseits 
des Bewegungsweges der Gegenstande (3) eine Forder- 
und/oder Kontaktiereinrichtung (4, 5). Mindestens eine von 
diesen (5) ist quer zur Forderrichtung der Gegenstande (3) 
verstellbar, damit unterschiedliche Formate bearbeitet wer- 
den konnen. Zwischen den Fdrder- und/oder Kontaktierein- 
nchtungen (4. 5) erstrecken sich in der Nahe des Bewe- 
gungsweges der Gegenstande (3) Anodenkdrbe (6, 8), die 
zumindest teiiweise mit einer losen Schiittung aus demjeni- 
gen Material angefullt sind. welches bei der Galvanisierung 
auf die Gegenstande aufgetragen werden soil. Die Anoden- 
kdrbe (6, 8) sind aus zwei Halften (6a. 6b, 8a, 8b) zusammen- 
gesetzt, die teleskopartig ineinandergeschoben werden kon- 
nen. Jede Halfte (6a, 6b, 8a, 8b) ist dabei vorzugsweise aus 
einer Mehrzahl von Segmenten (40 bis 43, 46 bis 49) 
zusammengesetzt, die abwechselnd in Richtung auf die 
jeweils andere Halfte geschlossen und mit der losen Schut- 
tung angefullt Oder in Richtung auf die andere Halfte offen 
und leer sind. In den beiden Halften (6a, 6b, 8a, 8b) stehen 
sich jeweils ein geschlossenes. mit der losen Schuttung (7) 
gefuiltes Segment und ein offenes, leeres Segment gegen- 
uber (Figur 1). 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Galvani- 
sieren plattenformiger Gegenstande, insbesondere von 
Leiterplatten, im horizontalen Durchlauf mit 5 

a) einer in Forderrichtung der Gegenstande gese- 
hen linken und einer rechten Fdrdereinrichtung, 
welche an den seitlichen Randern der Gegenstande 
angreifen und diese in Forderrichtung bewegen; j 0 

b) einer in Forderrichtung der Gegenstande gese- 
hen linken und einer rechten Kontaktiereinrich- 
tung, welche mit den seitlichen Randern der Ge- 
genstande in Beruhrung stehen und diese mit dem 
Minuspol einer Galvanisier-Stromquelle verbin- i 5 
den; 

c) mindestens einem sich quer zur Forderrichtung 
iiber die Arbeitsbreite der Vorrichtung hinweg er- 
streckenden Anodenkorb, der zunindest teilweise 
mit einer losen Schuttung von Teilen aus dem Me- 2 o 
tall angefullt ist, das bei der Galvanisierung auf die 
Gegenstande aufgebracht wird, und der mit dem 
Pluspol der Galvanisier-Stromquelle verbunden ist 

Bei bekannten Vorrichtungen dieser Art, wie sie ge- 25 
genwartig im Gebrauch sind, sind haulig Fdrdereinrich- 
tung und Kontaktiereinrichtung baulich zusammenge- 
faBt. Beide Funktionen werden insbesondere von Kon- 
taktierrollen ubernommen, welche an gegenuberliegen- 
den Randern der Leiterplatte angreifen, die Leiterplatte 30 
durch ihre Umdrehung vorwartsbewegen und gleichzei- 
tig den Galvanisierstrom von ihrer Mantelflache auf die 
Oberflache(n) der Leiterplatte Obertragen. Diese be- 
kannten Vorrichtungen konnen nur ein Format von Lei- 
terplatten bearbeiten. 35 

tn der DE 32 36 545 C3 ist eine Vorrichtung zum Gal- 
vanisieren von Leiterplatten beschrieben, welche auch 
unterschiedliche Formate bewaltigen kann. Hierzu ist 
vorgesehen, nur an einer Seite der Maschine eine For- 
der- und Kontaktiereinrichtung in Form von Kontak- 40 
tierrollen anzubringen, welche alleine die Vorwartsbe- 
wegung der Leiterplatten und die Stromzufuhrung zu 
diesen ubernimmt Diese Forder- und Kontaktierein- 
richtung ist stationar, also starr mit dem Maschinenge- 
stell verbunden. Der gegenuberliegende Rand der Lei- 45 
terplatten wird von einer Stutzeinrichtung gefuhrt, wel- 
che weder angetrieben ist noch der Stromzufuhrung 
dient. Eine solche einfache Stutzeinrichtung benotigt 
nur wenig Platz und kann quer zur Forderrichtung der 
Leiterplatten verstellt werden. Diese Bauweise ist je- 50 
doch dann nicht mehr moglich, wenn auch Leiterplatten 
sehr groBer Breite betrieben werden sollen. Hier ist der 
einseitige Antrieb nicht mehr sicher genug; auBerdem 
kann die einseitige Stromzufuhrung Ursache einer un- 
gleichmaBigen Galvanisierung sein, die auf den Span- 55 
nungsabfallen innerhalb der Leiterplatte beruht 

Aus dem DE-GM 71 36 654 ist ein aus mehreren Tei- 
len bestehender, ineinander steckbarer Anodenkorb be- 
kannt, der bei der Galvanisierung walzenformiger Ge- 
genstande eingesetzt wird. 

In der DE 36 25 475 A 1 schlieBlich wird eine Horizon- 
tal- Durchlaufanlage gezeigt, welche quer zur Forder- 
richtung iiegende Anodenkorbe aufweist. 
. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es t eine Vor- 
richtung der eingangs genannten Art so auszugestalten, 
daB mit ihr auch Leiterplatten unterschiedlichen Forma- 
tes galvanisiert werden konnen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
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daB 

d) der Abstand zwischen der linken und der rechten 
Fdrdereinrichtung und zwischen der linken und der 
rechten Kontaktiereinrichtung einstellbar ist; 

e) jeder Anodenkorb aus zwei Halfte zusammenge- 
setzt ist, die teleskopartig quer zur Fdrderrichtung 
ineinander schiebbar sind, wobei jede Halfte jeden 
Anodenkorbes in parallele Segmente unterteilt ist, 
die quer zur Forderrichtung verlaufen und sich zur 
gegenuberliegenden Halfte hin geschlossene, mit 
der losen Schuttung fulJbare Segmente und leere, 
zur gegenuberliegenden Halfte hin offene Segmen- 
te derart abwechseln, daB jeweils ein geschlossenes 
Segment einem offenen Segment gegenubersteht. 

Die Erfindung geht also zunachst davon aus, daB die 
beiden seitlichen Fordereinrichtungen und die beiden 
seitlichen Kontaktiereinrichtungen, die aus dem nachst- 
kommenden Stand der Technik bekannt sind, beibehal- 
ten werden miissen, urn eine zuverlassige Vorwartsbe- 
wegung und Stromzufuhrung zu gewahrleisten. Die Er- 
findung entschlieBt sich dazu, mindestens eine der bei- 
den Fordereinrichtungen und Kontaktiereinrichtungen, 
die konstruktiv sehr aufwendig sind und verhaltnisma- 
Big viel Platz einnehmen, quer zur Forderrichtung ver- 
stellbar zu machen. Bei einer solchen Verstellbewegung 
waren jedoch die bekannten Anodenkorbe aus geome- 
trischem Grunde im Wege. Deshalb sieht die Erfindung 
gemaB Merkmal e) des Hauptanspruches vor, jeden 
Anodenkorb aus zwei Halften zusammenzusetzen. Die- 
se konnen dann teleskopartig quer zur Forderrichtung 
ineinandergeschoben bzw. wieder auseinandergezogen 
werden, urn sich so dem variablen Abstand zwischen 
den beiden seitlichen Fordereinrichtungen und Kontak- 
tiereinrichrichtungen anzupassen. 

Das Auseinanderziehen eines derartigen, aus zwei 
Halften zusammengesetzten Anodenkorbes, der ja mit 
einer losen Schuttung aus Metallteilchen, ublicherweise 
Kupferkugeln, angefullt ist, geiingt verhaltnismaBig 
leicht. Schwierig dagegen ist es, einen solchen zweiteili- 
gen Anodenkorb, der bereits auseinandergezogen ist, 
wieder zusammenzuschieben, da sich dem die Metalltei- 
le in der losen Schuttung widersetzen. Aus diesem 
Grunde werden erfindungsgemaB die beiden Halften 
jeden Anodenkorbes in parallele Segmente unterteilt. 
Die geschlossenen, mit Metallteilen in loser Schuttung 
geftillten Segmente konnen dann "fingerartig" in die je- 
weils gegenuberliegende offenen Segmente der anderen 
Halfte des Anodenkorbes eindringen, ohne daB hierbei 
die Metallteile stdrend im Wege waren. 

Die geschlossenen Segmente sollten aus Titan, die 
offenen Segmente dagegen zumindest im Bodenbereich 
aus platiniertem Titan bestehen. Die Boden der offenen 
Segmente bilden namlich uberall dort, wo sie freiliegen, 
also nicht von einem geschlossenen Segment uberdeckt 
werden. eine inerte Elektrode, an der ebenfalls eine 
Elektrolyse aus dem Elektrolyt stattfindet. 

Eine Halfte des Anodenkorbes kann eine zusatzliche 
Fuhrungswand aufweisen, die sich in kleinem Abstand 
von der benachbarten Seitenwand des entsprechenden 
Segmentes dieser Halfte quer zur Forderrichtung er- 
streckt, derart, daB zwischen dieser Fuhrungswand und 
diesem Segment ein Raum entsteht, in welchen die ent- 
sprechende Seitenwand des gegenuberliegenden Seg- 
mentes der anderen Halfte des Anodenkorbes einge- 
schoben werden kann. Hierdurch wird die gegenseitige 
Verschieblichkeit der beiden Halften des Anodenkorbes 
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verbessert; die teleskopartige Bewegung ist besser ge- 
fuhrt. 

ZweckmaBigerweise ist eine der beiden Forderein- 
richtungen und eine der beiden Kontaktiereinrichtun- 
gen starr am Maschinengestell befestigt, wahrend die 5 
jeweils andere F6rdereinrichtung und Kontaktierein- 
richtung gegenuber dem Maschinengestell quer zur 
Fdrderrichtung verschiebbar ist. 

Jeder verschiebbaren Fordereinrichtung und jeder 
verschiebbaren Kontaktiereinrichtung konnen mehrere t0 
quer zur Forderrichtung verlaufende Fiihrungsschienen 
zugeordnet sein, welche in Fuhrungsnuten an der Un- 
terseite der Fordereinrichtung bzw. der Kontaktierein- 
richtung eingreifen. 

Die Verstellung kann dadurch erfolgen, daB jede ver- !5 
schiebbare Fordereinrichtung und jede verschiebbare 
Kontaktiereinrichtung in Mitnahmeverbindung mit 
mindestens einer Spindel stent, deren AuBengewinde 
mit einer stationaren Mutter zusammenwirkt Durch 
Verdrehen der Spindel(n) (vorzugsweise sind mehrere 20 
parallel zueinander vorgesehen) wird dann die entspre- 
chende Fordereinrichtung oder Kontaktiereinrichtung 
verschoben. 

Die Erfindung ist sowohl fur soiche Vorrichtungen 
geeignet, bei denen die Kontaktiereinrichtung und die 25 
Fordereinrichtung getrennte bauiiche Elemente sind, als 
auch fur soiche, bei denen dieselben Elemente die Dop- 
pelfunktion der Forderung und Kontaktierung Qberneh- 
men. 

Werden besonders breite Gegenstande galvanisiert, 30 
so besitzen bekannte Vorrichtungen der eingangs ge- 
nannten Art eine Vielzahl von Achsen, auf denen frei- 
laufende Stutzrollen gelagert sind. Diese Stutzrollen, die 
im mittleren Bereich der Vorrichtung vorgesehen sind, 
verhindern ein Durchbiegen der Leiterplatten. In die- 35 
sem Falle wird erfindungsgemaB vorgesehen, daB die 
Achsen aus mindestens zwei Achsenteilen zusammen- 
gesetzt sind, die teleskopartig ineinander schiebbar sind. 
Die Lange der Achsen iaBt sich auf diese Weise dem 
Abstand zwischen den beiden seitlichen Forder- und/ 40 
oder Kontaktiereinrichtungen anpassen. 

Vorzugsweise sind die Achsen dabei aus zwei seitli- 
chen Achsenteilen und einem hohlen, mittleren Achsen- 
teil zusammengesetzt Die beiden seitlichen Achsenteile 
konnen dann von beiden Seiten her mehr oder weniger 45 
weit in das mittlere Achsenteil eingeschoben werden. 
Auf letzterem werden vorteilhafterweise die freilaufen- 
den Stutzrollen gelagert 

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung wird nachfol- 
gend anhand der Zeichnung naher erlautert; es zeigen 50 

Fig. l einen Schnitt durch den in Forderrichtung ge- 
sehen Hnken Bereich einer Vorrichtung zun Galvanisie- 
ren von Leiterplatten ; 

Fig. 2 einen Schnitt durch den in Forderrichtung ge- 
sehen rechten Bereich der Vorrichtung von Fig. 1 (mit 55 
einer gewissen Oberlappung); 
Fig. 3 einen Schnitt gemaB Linie III-III von Fig. 2; 
Fig. 4 schematisch die Draufsicht auf die oberen Ano- 
denkorbe der Vorrichtung der Fig. 1 und 2 in etwas 
groBerem MaBstab; " 60 
Fig. 5 einen Schnitt gemaB Linie V-V von Fig. 4; 
Fig. 6 einen Schnitt gemaB Linie VI-VI von Fig. 4. 
Die Fig. 1 und 2 zeigen zusammengenommen einen 
Schnitt durch eine Vorrichtung zur Galvanisierung von 
Leiterplatten senkrecht zu deren Bewegungsrichtung. 65 
Der mittlere Bereich der Vorrichtung ist in beiden Figu- 
ren dargestellt, so daB sich zur besseren Verstandlich- 
keit zwischen diesen Figuren eine gewisse Oberlappung 
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ergibt. 

Die Vorrichtung umfaBt ein Maschinengestell t, an 
weichem eine Wanne 2 befestigt ist, die im Betrieb mit 
einem Elektrolyten angefQilt ist. 

Parallel zur Bewegungsrichtung der Leiterplatten er- 
streckt sich auf der linken Maschinenseite eine erste 
Forder- und Kontaktiereinrichtung 4 (Fig. 1), die weiter 
unten naher beschrieben ist und stationar, das heiBt, fest 
mit dem Maschinengestell t verbunden, ist 

Auf der rechten Maschinenseite (Fig. 2) befindet sich 
eine entsprechende, spiegelsymmetrisch ausgestaltete 
Forder- und Kontaktiereinrichtung 5, die aber im Ge- 
gensatz zur linken Forder- und Kontaktiereinrichtung 4 
senkrecht zur Bewegungsrichtung verstellbar ist, damit 
die Vorrichtung fur Leiterplatten 3 unterschiedlicher 
Breite eingestellt werden kann. Einzelheiten hinsichtlich 
der Verstellung der rechten Forder- und Kontaktierein- 
richtung 5 werden ebenfalls weiter unten erlautert. 

Oberhalb des Bewegungsweges der Leiterplatten 3 
erstreckt sich ein Anodenkorb 6 von der linken Forder- 
und Kontaktiereinrichtung 4 bis zur rechten Forder- 
und Kontaktiereinrichtung 5. Dieserobere Anodenkorb 
6 ist in noch naher zu beschreibender Weise mit Kupfer- 
kugeln 7 teiiweise angefiillt, welche die sich verbrau- 
chende Anode bei der eigentlichen Elektrolyse bilden. 
Die Abmessung des oberen Anodenkorbes 6 quer zur 
Bewegungsrichtung der Leiterplatten 3 ist entspre- 
chend dem Abstand zwischen der linken Forder- und 
Kontaktiereinrichtung 4 und der rechten Forder- und 
Kontaktiereinrichtung 5 veranderbar, worauf weiter un- 
ten eingegangen wird. 

Unterhalb des Bewegungsweges der Leiterplatten 3 
erstreckt sich ebenfalls ein Anodenkorb 8 von der linken 
Forder- und Kontaktiereinrichtung 4 bis zur rechten 
Forder- und Kontaktiereinrichtung 5; er ist im wesentli- 
chen in derselben Weise wie der obere Anodenkorb 6 
gestaltet und teiiweise mit Kupferkugeln 7 gefullt. 

Der genaue Aufbau der linken Forder- und Kontak- 
tiereinrichtung 4 ist wie folgt: 

Der linke Rand der zu galvanisierenden Leiterplatte 3 
lauft auf einer Vielzahl unterer Kontaktierroilen 9, wel- 
che mit ihrer Mantelflache gegen die Unterseite der 
Leiterplatte 3 aniiegen. Ein weiterer Satz von Kontak- 
tierroilen 10 beriihrt die Leiterplatte 3 mit einem gewis- 
sen AnpreBdruck von oben. Sowohl die oberen als auch 
die unteren Kontaktierroilen 9, tOsind an ihrer Mantel- 
flache elektrisch leitend und konnen zur Erzielung einer 
besseren Transportwirkung profiliert sein. 

Die unteren Kontaktierroilen 9 sind mittels Achsen 1 1 
in einem Lagerblock 12 gelagert, der uber eine Monta- 
geplatte 23 starr mit dem Maschinengehause 1 verbun- 
den ist Das auBere Ende der Achsen 11 ragt etwas uber 
den Lagerblock 12 tiber und steht hier mit einer Burste 
13 in Benihrung, welche mit dem Minuspol einer nicht 
dargestellten Galvanisier-Stromquelle verbunden ist. 

In entsprechender Weise sind die oberen Kontaktier- 
roilen 10 mittels ihrer Achsen 14 im Lagerblock 12 gela- 
gert; ihr nach auBen iiberstehendes Ende steht in Beruh- 
rung mit einer Burste 15, die gleichfalls mit dem Minus- 
pol der Galvanisier-Stromquelle verbunden ist 

Die Kontaktierroilen 9 und 10 werden in an und fur 
sich bekannter Weise von einer Antriebswelle 16 in 
Drehung versetzt, die sich parallel zur Bewegungsrich- 
tung der Leiterplatten 3 innerhalb der Forder- und Kon- 
taktiereinrichtung 4 erstreckt und deren Drehbewegung 
mittels Zahnradern 17, 18 auf die Achsen 11, 14 der 
Kontaktierroilen 9, 10 iibertragen wird. 
Unterhalb der unteren Kontaktierroilen 9 ist in der 
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Fdrder- und Kontaktiereinrichtung ein Raum 19 ausge- 
spart, der nach unten von einer Hilfskathode 20 be- 
grenzt wird. Die Hilfskathode 20 steht mit dem Minus- 
pol einer Hilfsspannungsquelle in Verbindung, deren 
Pluspol an den Minuspol der Galvanisier-Stromquelle 
angeschlossen ist. Sie dient in hier nicht naher interessie- 
render Weise der Entfernung von metallischen Nieder- 
schlagen, die sich aufgrund des Galvanisierprozesses an 
den Kontaktierroilen 9 ergeben. 

In entsprechender Weise ist oberhalb der oberen 
Kontaktierroilen 10 ein Raum 21 innerhalb der Forder- 
und Kontaktiereinrichtung 4 ausgespart, der nach oben 
durch eine Hilfskathode 22 begrenzt wird. Die Hilfska- 
thode 22 ist ebenfalls mit dem Minuspol der bereits 
erwahnten Hilfsspannungsquelle verbunden und dient 
der Entfernung von Niederschlagen, die sich auf der 
Mantelflache der oberen Kontaktierroilen 10 abge- 
schieden haben. 

Die in Fig. 2 dargestellte rechte Forder- und Kontak- 
tiereinrichtung 5 stimmt, was die unteren und die oberen 
Kontaktierroilen, deren Antrieb und deren elektrischen 
AnschluB an die Galvanisier-Stromquelle betrifft, voll- 
standig mit der soeben beschriebenen linken Forder- 
und Kontaktiereinrichtung 4 uberein. Dies gilt ebenso 
fur die in der rechten Forder- und Kontaktiereinrich- 
tung 5 ausgesparten Raume, die von Hilfselektroden 
begrenzt werden. Insoweit kann also auf die obige Be- 
schreibung verwiesen werden. 

Wahrend jedochdie linke Forder- und Kontaktierein- 
richtung 4 auf der Montageplatte 23 aufsitzt, die fest mit 
dem Maschinengesteil 1 verbunden und daher nicht be- 
weglich ist, laBt sich die rechte Forder- und Kontaktier- 
einrichtung 5 in Fig. 2 senkrecht zur Bewegungsrich- 
tung der Leiterplatten 3 verstellen. Hierzu sind auf der 
rechten Halfte der Montageplatte 23 mehrere parallele 
Profil-Fuhrungsschienen 24 aufgesetzt, die sich quer zur 
Bewegungsrichtung der Leiterplatten 3 erstrecken und 
ein Schwalbenschwanz-Hohlprofil aufweisen. Der La- 
gerblock 12 der rechten Fdrder- und Kontaktiereinrich- 
tung 5 ist an seiner Unterseite mit komplementar ge- 
formten Fuhrungsnuten 25 versehen, welche die Fiih- 
rungsschienen 24 iibergreifen (Fig. 3). Mehrere parallele 
Spindeln 26, die sich in Verschieberichtung erstrecken, 
durchsetzen ein an dem Lagerblock 12 befestigtes Mit- 
nahmeteil 27. In einem Freiraum 28, der zwischen dem 
Mitnahmeteil 27 und dem Lagerblock 12 liegt, befindet 
sich eine Mitnahmescheibe 29, die an inneren Ende der 
Spindel 26 befestigt ist und an der inneren Seitenflache 
des Mitnahmeteils 27 anliegt. Die Spindel 26 erweitert 
sich an der auBeren Seitenflache des Mitnahmeteiles 27 
iiber eineStufe 30. 

Ein Gewinde 31 der Spindeln 26 wirkt mit jeweils 
einer Mutter 32 zusammen, die starr mit dem Rahmen 1 
verbunden ist. Die Anordnung ist offensichtlich so, daB 
bei gleichsinnigem und gleichmaBigem Verdrehen der 
Spindeln 26 die gesamte rechte Forder- und Kontaktier- 
einrichtung 5 in Spindelrichtung, das heiBt, quer zur For- 
derrichtung der Leiterplatten 3, auf den Fuhrungsschie- 
nen 24 verschoben werden kann. 

Die unteren Kontaktierroilen 9 der linken Fdrder- 
und Kontaktiereinrichtung 4 sind mit den unteren Kon- 
taktierroilen 9 der rechten Forder- und Kontaktierein- 
richtung 5 iiber Achsen 33 verbunden. Die Achsen 33 
sind aus zwei seitlichen, massiven Achsenteilen 33a und 
33b sowie einem mittleren, rohrformigen Achsenteil 33c 
zusammengesetzt Die seitlichen Achsenteile 33a und 
33b ragen teleskopartig in das rnittlere Achsenteil 33c 
hinein und konnen sich gegenQber diesem axial ver- 
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schieben. Auf diese Weise laBt sich die gesamte Achse 
33 in ihrer Lange je nach der Stellung der rechten For- 
der- und Kontaktiereinrichtung 5 verandern. 
Auf dem mittleren Achsenteil 33c sind mehrere frei- 
5 laufende Stiitzrollen 34 gelagert, welche von der Unter- 
seite her an den Leiterplatten 3 anliegen. 

In entsprechender Weise sind die oberen Kontaktier- 
roilen 10 der linken Forder- und Kontaktiereinrichtung 
4 mit den oberen Kontaktierroilen 10 der rechten For- 
10 der- und Kontaktiereinrichtung 5 durch Achsen 35 ver- 
bunden, die aus zwei seitlichen, massiven Achsenteilen 
35a, 35b sowie einem mittleren rohrformigen Achsenteil 
35c zusammengesetzt sind. Die Achsen 35 lassen sich 
durch teleskopartiges Zusammenschieben ihrer Teile 
is 35a bis 35c in ihrer Lange dem Abstand der beiden 
Forder- und Kontaktiereinrichtungen 4, 5 anpassen. Am 
mittleren Achsenteil 35c sind wiederum freilaufende 
Rollen 36 gelagert, die an der Oberseite der Leiterpiatte 
3 abrollen. 

20 Zur Beschreibung der Art und Weise, auf welche die 
Breite der Anodenkorbe 6 und 8 dem Abstand der bei- 
den Forder- und Kontaktiereinrichtungen 4, 5 angepaBt 
werden kann, wird nunmehr auf die Fig. 4 bis 6 Bezug 
genommen. In diesen ist schematisch der untere Ano- 
25 denkorb 8 dargestellL Dieser umfafit zwei segmentierte 
Halften 8a, 8b, die ahnlich einer Schublade ineinander 
geschoben werden konnen, so daB sich die Gesamtbrei- 
te des Anodenkorbes 8 einstellen laBt. 
Die linke Halfte 8a des Anodenkorbes 8 ist in vier 
30 parallele, sich quer zur Bewegungsrichtung der Leiter- 
platten 3 erstreckende Segmente 40, 41, 42, 43 unterteilt, 
die alle nach oben hin offen sind. Das in Fig. 4 unterste 
Segment 40 ist an der innenliegenden Stirnseite mit ei- 
ner AbschluBwand 44 versehen und mit Kupferkugeln 7 
35 angefuilt. Das sich nach oben in Fig. 4 anschlieBende 
zweite Segment 41 ist zur Mitte hin offen, weist hier also 
keine Stirnwand auf und ist leer. Das dritte Segment 42 
der linken Halfte 8a des Anodenkorbes 8 ist wiederum 
mit einer mittleren Stirnwand 45 ausgestattet und mit 
40 Kupferkugeln 7 beschickt. Das in Fig. 4 oberste Seg- 
ment 43 entspricht in seiner Bauweise wieder dem Seg- 
ment 41, das heiBt, es ist nach rechts hin offen und ent- 
halt keine Kupferkugeln. 
Die rechte Halfte 8b des Anodenkorbes 8 ist gleich- 
45 falls aus vier Segmenten 46, 47, 48, 49 zusammengesetzt, 
die sich quer zur Bewegungsrichtung der Leiterplatten 3 
erstrecken. Auch hier alterniert die Bauweise der einzel- 
nen Segmente: 

Das unterste Segment 46 der rechten Halfte 8b des 
50 Anodenkorbes 8 ist leer und nach links hin offen. Das 
sich in Fig. 4 oben anschlieBende zweite Segment 47 
dagegen besitzt an der linken Seite eine Stirnwand 50 
und ist mit Kupferkugeln 7 angefuilt. In Fig. 4 nach oben 
schliefen sich ein weiteres leeres, nach links offenes Seg- 
55 ment 48 und dann erneut ein mit Kupferkugeln 7 gefiill- 
tes, durch eine Stirnwand 51 nach links abgeschlossenes 
Segment 49 an. 

Insgesamt steht also innerhalb des Anodenkorbes 8 
jedem mit Kupferkugeln 7 versehenen und mit einer 
6o Stirnwand abgeschlossenen Segment der einen Halfte 
8a bzw. 8b ein leeres, nach innen offenes Semgent der 
jeweils anderen Halfte 8a, 8b gegenuber. Das mit Kup- 
ferkugeln gefullte Segment kann also in das gegenuber- 
stehende, leere Segment eingefiihrt werden, so daB die 
65 einzelnen Segmente, wie in Fig. 4 dargestellt, fingerartig 
ineinander eingreifen. 

Die jeweils leeren Segnente 41, 43, 46 und 48 sind aus 
einer platinierten perforierten Titan-Platte hergestellt. 
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Sie wirken im Betrieb der Vorrichtung als inerte Elek- 
trode. Die jeweils mit Kupferkugein 7 gefullten Seg- 
mente 40, 42, 47 und 49 des Anodenkorbes 8 sind aus 
nicht platiniertem Titan-StreckmetalL Die in ihnen be- 
findlichen Kupferkugein 7 wirken im Betrieb der Vor- 
richtung als sich verbrauchende Elektroden. 

An das randseitige. in Fig. 4 oberste Segment 49 der 
rechten Haifte 8b des Anodenkorbes 8 ist eine zusatzli- 
che Fuhrungswand 52 angesetzt, welche der auBersten 
Seitenwand des Segmentes 43 der gegenuberliegenden 
linken Haifte 8a des Anodenkorbes 8 als zusatzliche 
Seitenfiihrungdient 

Der untere Anodenkorb 8 runt seitlich auf Stufen 60 
der Lagerbiocke 12 und in der Mitte auf einem Fuh- 
rungsteil 61, das seinerseits auf der Montageplatte 23 
aufliegt (Fig. 1). Die bewegliche Haifte 6b des oberen 
Anodenkorb 6 ist seitlich bei 62 an dem rechten Lager- 
block 12 eingehangt Die stationare Haifte 6a des Ano- 
denkorbes 6 ist seitlich und in der Mitte uber Befesti- 
gungsteile 63 an einer Abdeckplatte 64 losbar befestigt. 

Die Funktionsweise der oben beschriebenen Vorrich- 
tung istwiefolgt: 

Zunachst sei angenommen, daB Leiterplatten mit ma- 
ximalen Dimensionen galvanisiert werden sollen. Dann 
wird die rechte Forder- und Kontaktiereinrichtung 5 
durch Verdrehen der Spindeln 26 auf den Fuhrungs- 
schienen 24 in diejenige Position gebracht, die in den 
Fig. l f 2, 4 und 5 dargesteilt ist. In dieser Position haben 
nicht nur die Achsen 33 und 35, welche die jeweils unte- 
ren und oberen Kontaktrollen 9, 10 der beiden Forder- 
und Kontaktiereinrichtungen 4 und 5 miteinander ver- 
binden, ihre groBte axiale Lange; es haben auch die 
Anodenkorbe 6 und 8 ihre groBte Breite. Dabei sind die 
beiden Haifte 8a, 8b des unteren Anodenkorbes 8 (fur 
den oberen Anodenkorb 6 gilt das entsprechende) so- 
weit wie moglich auseinandergezogen, so daB die je- 
weils mit Kupferkugein 7 gefullten Segmente 40, 42, 47, 
49 der einen Haifte 8a nur jeweils knapp in das gegen- 
uberliegende Segment 46, 41, 48, 43 der anderen Haifte 
8b des Anodenkorbes 8 eintauchen. fn dieser Position 
iiegen verhaltnismaBig grofle Bodenbereiche leerer 
Segmente frei; der prozentuale Anteil inerter Anoden- 
flache ist also verhaltnismaBig groB. Durch die aiternie- 
rende Anordnung gefullter Segmente in den beiden 
Anodenkorbhalften 8a, 8b ist gewahrleistet, daB stets 
aktive Elektrodembereiche uber die voile Maschinen- 
breite zur Verfiigung stehen. 

Die zu galvanisierenden Leiterplatten 3 werden an 
ihren seitlichen Randern durch die unteren und oberen 
IContaktierrollen 9, 10 der linken und rechten Forder- 
und Kontaktiereinrichtung 4 erfaBt und senkrecht zur 
Zeichenebene der Fig. 1 und 2 nach hinten befordert 
Gleichzeitig werden die auf den Oberflachen der Leiter- 
platten 3 befindlichen elektrisch leitenden Schichten 
uber die IContaktierrollen 9, 10 und die Bursten 13, 15 
mit der Galvanisier-Stromquelle so verbunden, daB sie 
kathodisch geschaltet sind. Zwischen den Anodenkor- 
ben 6 und 8, die mit dem Pluspol der Galvanisier-Strom- 
quelle verbunden sind, und den elektrisch leitenden 
Schichten auf den Leiterplatten 3 lauft wahrend des 
Durchganges der Leiterplatten 3 durch die Vorrichtung 
eine Elektrolyse ab, durch welche auf den elektrisch 
leitenden Schichten der Leiterplatten 3 metallische 
Kupferschichten aufgebaut werden. 

Metallische Abscheidungen, die sich aufgrund dieser 
Elektrolyse auch auf den Mantelflachen der Kontaktier- 
rollen 9, 10 ergeben, werden durch einen gegensinnigen 
ElektrolyseprozeB, der sich zwischen den Kontaktier- 
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rollen 9 und den Hilfselektroden 20 und 22 abspielt, 
kontinuierlich wieder abgetragen. 

Soil nun auf ein kleineres Format von Leiterplatten 3 
ubergegangen werden, so wird die rechte Forder- und 
5 Kontaktiereinrichtung 5 durch Verdrehen der Spindeln 
26 auf den Fuhrungsschienen 24 in Fig. 2 nach links, also 
zur Maschinenmitte hin, verschoben. Dabei werden die 
Achsen 33 und 35 teleskopartig zusammengedriickt. Au- 
Berdem werden die einzelnen Segmente der linken 

io Haifte 8a und der rechten Haifte 8b des unteren Ano- 
denkorbes 8 (fur den oberen Anodenkorb 6 geschieht 
sinngemaB dasselbe) weiter ineinander geschoben. Bei 
der geringsten Arbeitsbreite, zu welcher die beschriebe- 
ne Vorrichtung fahig ist, stoBen die jeweils mit Kupfer- 

15 kugeln 7 gefullten Segmente 40, 42. 47, 49 an der auBe- 
ren Stirnwand des zugeordneten leeren Segmentes 4t, 
43, 46, 48 der jeweils anderen Haifte an. Bei dieser Ar- 
beitsbreite ist die gcsamte effektive Flache des Anoden- 
korbes 8 von Kupferkugein 7 uberdeckt; es gibt also 

20 keinen nennenswerten inerten Elektrodenanteil. 

Durch die segmentartige Aufteilung der beiden Half- 
ten 8a, 8b des Anodenkorbes 8. bei der abwechselnd mit 
Kupferkugein 7 gefullte, geschlossene und leere, nach 
innen offene Segmente vorhanden sind, konnen die bei- 

25 den Halften 8a, 8b problemlos ineinandergeschoben 
werden. 

Bei einem einfacheren, in der Zeichnung nicht darge- 
stellten Ausfuhrungsbeispiel wird auf die segmentartige 
Aufteilung verzichtet. Die Anodenkorbe sind hier aus 

30 zwei unaufgeteilten Halften zusammengesetzt, die tele- 
skopartig ineinandergeschoben werden konnen und 
vollstandig mit Kupferkugein angefullt sind. 

Bei diesem einfachen Ausfuhrungbeispiel wird jeweils 
zu Arbeitsbeginn zunachst dasjenige Leiterplattenfor- 

35 mat behandelt, welches die geringste Breite aufweist. 
Das heiBt, die beiden Halften der Anodenko-be werden 
zunachst soweit zusammengeschoben, wie dies fur die 
kleinste Breite der zu bearbeitenden Leiterplatten er- 
forderlich ist. Sodann werden in die so eingestellten 

40 Anodenkorbe die Kupferkugein eingefullt. Nachdem 
die kleinsten Leiterplatten galvanisiert sind, konnen die 
beiden Halften der Anodenkorbe zur Einsteliung einer 
groBeren Leiterplattenbreite auseinandergezogen wer- 
den, wobei die Kugeln teilweise auseinanderrollen, zum 

45 Teil aber auch ein NachfQllen von Kugeln erforderlich 
ist Auf diese Weise werden progressiv immer breitere 
Leiterplatten unter Auseinanderziehen der beiden Half- 
ten der Anodenkorbe galvanisiert 
Sollen dann zu einem spateren Zeitpunkt wieder Lei- 

50 terplatten geringerer Breite bearbeitet werden, so wer- 
den die Kupferkugein den Anodenkorben entnommen, 
diese dann zusammengeschoben und erneut mit Kup- 
ferkugein befuilt 



55 



60 



65 



Patentanspruche 

1. Vorrichtung zum Galvanisieren plattenformiger 
Gegenstande, insbesondere von Leiterplatten, im 
horizontalen Durchlauf mit 

a) einer in Forderrichtung der Gegenstande 
gesehen linken und einer rechten Forderein- 
richtung, welche an den seitlichen Randern der 
Gegenstande angreifen und diese in Forder- 
richtung bewegen; 

b) einer in Forderrichtung der Gegenstande 
gesehen linken und einer rechten Kontaktier- 
einrichtung, welche mit den seitlichen Randern 
der Gegenstande in Beruhrung stehen und die- 
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se mit dem Minuspol einer Galvanisier-Strom- 
quelleverbinden; 

c) mindestens einem sich quer zur Forderrich- 
tung uber die Arbeitsbreite der Vorrichtung 
hinweg erstreckenden Anodenkorb, der zu- 5 
mindest teilweise mit einer losen Schuttung 
von Teilen aus dem Metall angefullt ist t das bei 
der Galvanisierung auf die Gegenstande auf- 
gebracht wird, und der mit dem Pluspol der 
Galvanisier-Stromquelle verbunden ist, j 0 

dadurch gekennzeichnet, daB 

d) der Abstand zwischen der linken (4) und der 
rechten (5) Fordereinrichtung und zwischen 
der linken (4) und rechten (5) Kontaktierein- 
richtung einstellbar ist; 15 

e) jeder Anodenkorb (6, 8) aus zwei Halften 
(6a, 6b, 8a, 8b) zusammengesetzt ist, die tele- 
skopartig quer zur Forderrichiung ineinander 
schiebbar sind, wobei jede Halfte (6a, 6b, 8a, 
8b) jeden Anodenkorbes (6, 8) in parallele Seg- 2 o 
mente (40 bis 43, 46 bis 49) unterteilt ist, die 
quer zur Forderrichtung verlaufen und sich 
zur gegentiberliegenden Halfte (6a, 6b, 8a, 8b) 
hin geschlossene, mit der losen Schuttung (7) 
fullbare Segmente (40, 42, 47, 49) und leere, zur 25 
gegeniiberliegenden Halfte (6a, 6b, 8a, 8b) hin 
offene Segmente (41 , 43, 46, 48) derart abwech- 
seln, daB jeweils ein geschlossenes Segment 
(40, 42, 47, 49) einem offenen Segment (41, 43, 
46,48)gegenubersteht. 30 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die geschlossenen Segmente (40, 42, 
47, 49) aus nicht platiniertem Titan und die offenen 
Segmente zumindest im Bodenbereich (41, 43, 46, 
48) aus platiniertem Titan bestehen. 35 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine Halfte (8b) des Anoden- 
korbes (6, 8) eine zusatzlich Fuhrungswand (52) auf- 
weist, die sich in kleinem Abstand von der benach- 
barten Seitenwand des entsprechenden Segmentes 40 
(49) dieser Halfte (8b) quer zur Forderrichtung er- 
streckt, derart, daB zwischen dieser Fuhrungswand 
(52) und diesem Segment (49) ein Raum entsteht, in 
welchen die entsprechende Seitenwand des gegen- 
uberliegenden Segments (43) der anderen Halfte 45 
(8a) des Anodenkorbes (8) eingeschoben werden 
kann. 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB eine (4) 
der beiden Fordereinrichtung (4, 5) und eine (4) der 50 
beiden Kontaktiereinrichtungen (4, 5) starr an dem 
Maschinengestell (1) befestigt sind, wahrend die je- 
weils andere Fordereinrichtung (5) und Kontaktier- 
einrichtung (5) gegeniiber dem Maschinengestell 
(1) quer zur Forderrichtung verschiebbar ist. 55 
5 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB jeder ver- 
schiebbaren Fordereinrichtung (5) und jeder ver- 
schiebbaren Kontaktiereinrichtung (5) mehrere 
quer zur Forderrichtung verlaufende Fiihrungs- 60 
schienen (24) zugeordnet sind, welche in Fuhrungs- 
nuten (25) an der Unterseite der Fordereinrichtung 
(5) bzw. der Kontaktiereinrichtung (5) eingreifen. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB jede ver- 65 
schiebbare Fordereinrichtung (5) und jede ver- 
schiebbare Kontaktiereinrichtung (5) in Mitnahme- 
verbindung mit mindestens einer Spindel (26) steht, 
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deren AuBengewinde (31) mit einer stationaren 
Mutter (32) zusammenwirkt. 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, bei weicher eine Vielzahl von Achsen, 
auf denen freilaufende Stutzrollen gelagert sind, 
quer zur Forderrichtung angeordnet sind, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Achsen (33, 35) aus minde- 
stens zwei Achsenteilen (33a, 33b, 33c, 35a, 35b, 35c) 
zusammengesetzt sind, die teleskopartig ineinander 
schiebbar sind. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Achsen (33, 35) aus zwei seitlichen 
Achsenteilen (33a, 33b, 35a, 35b) und einem hohlen. 
mittleren Achsenteil (33c, 35c) zusammengesetzt 
sind. 
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